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Code 8H Désigation Observations

8543.11 Appareils d'implantation ionique pour le dopage des matières
secondues _ _ _ _

ex 8543.30 Appareils pour l'attaque par humidification, le développernesit. le Pour l'Appendice B

décapag ou le nettoyalge des plaquette à senmi-conducteurs et
des systésoes d'affichage à écan plat _______

ex 543.90 Parties d'appareils pour l'attaque par huÙm iton, le Pour l'Appendice B
développement, le décapage ou le nettoyae des plaquettes à
semi-conducteursi et des sytèm d'affichage à écran plat

ex 8543.90 Parties d'appareils d'insplantation. ionique Pou le dopae des

9010. 41 Appareils pour ta projection, la réaisatio ou le placage des
à tracés de circuits su les surfaces sensibliée des matériaux
9010.49 skmàt et des systm d'sffidrage à écran platu_____

ex 9010.90 parties et accessoires des appareils des positions 9010.41 à
14,0.49 1

ex 9011.10 Miosopes optiques stéréopqme pourvus d'appaeilage Pour l'AppenSc B
spécifiquement conçus pour la manipulation et le tansport de
plaquettes à semi-conuturs onde réticules________

goli20 icrscoes ou l pbmmkcpabîepourvu d'appareillages Pour l'Appendice B

spécifiuement conçus Pour la mantipulation et le transport de
plquette à selcnutusou de réticules________

ex 9011.90 parties et accessoires de microscopes optiques stééosopique Pour l'Appendice B
pourvus d'apaelage spéifquemen coçu pour la
manipulation et le transport de plaquettes à semi-conducteurs ou
de réticules _ _ _ _

ex 9011.90 parties et accessoires de microscopes pou la pooirgahe Pu 'pedc

mnpLÉnet le «uasot de plaquettes à semi-conducteurs ou

ex 9012.10 Microscopes électroniques pourvu dappareile Pou l'Appendice B
spcffeetconçus pour la maniplation et le tranpor de

ex 9012.90 Pu-tics et accessoires de microscope électonique pourvus Pmu l'Appendice, B
d'appareillagespéiiumn oçsP aM iuxI tl

______ ranspon de plaquettes à .eicedcer ou de rticules ______

ex 9017.20 Masqueura conçus pour la production de masques et réticules à Pour l'Appendice B

_______partir de substrats reouverts d'une résine photoseslle

ex 9017.90 Parties et accssires de masqueurs conçus pour la production de Pou l'Appendice B
masques et réticules à partir de subsetrats recouverts d'uneý résine,

ex 01790 Parties de ces miasque=r Pou l'Appendice, B

93.2 instruments et appareils Pou la messure ou le contrôle des
__________plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteurs _______


